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И3обретение    относится   к    контрольно-
и3мерительной   технике   и   может   быть  ис-
пользовано,  в  частности,   для   контроля  ка-
чества   поверхности   крупногабаритных  точ-
ных  оптических деталей  и  систем.

И3вестен  интерферометр   для   контроля
качества  поверхности    оптических   деталей,
содержащий     источник     света,      концевые

2

волнового  фронта,  светоделительный  блок,
выполненный  в   виде  двух   прямоугольных
призм  и  склеенной с  одной  из них   плоско-
выпуклой  линзы,  наблюдательную  телеско-

5   пическую  систему и  окуляр [2].

плоские  зеркала,   телескопическую   освети~
тель,ную  систему,    микрообъектив,   светоде-    10
лительный  кубик   и   вогнутое   сферическое
зеркало в  ветви сравнения Ш.

Недостатком    данного    интерферометра
является    недостаточно   высокая    точность
контроля,    обусловленная    наличием    соб-
ственных    аберраций,    при    использовании
его  для  контроля  оптических   поверхностей
и  систем  с апертурой  от t0,,а5 до іо,і5 и  более.
Кроме   того,  к   юстировке   интерферометра
предъявляются   высокие   требования,  кото-
рые  можно достигнуть только  при  больших
затратах  времени  и   специальной   дополни-
тельной  аппаратуре.

И3вестен    также     интерферометр     для
контроля  качества  поверхности   оптических
деталей,  содержащий  источник  монохрома-
тического. излучения,   последовательно  рас-
положенные  по ходу  световых  лучей  плос-
кие  зеркала,  отрицательную   линзу,  микро-

Однако   этот   интерферометр   имеет   не-
высокую точность  контроля,  так  как микро-
объектив   работает   не  в   строго   расчетном
положении,  т.  е.  при   различных углах  рас.
хождения  светового  пучка   монохроматиче.
ского   источника   и3лучения   он{  формирует
предметную   «точку»    различногQ   качества,
и  потому что  световой  пучок,  расширенный

15   отрицательной  линзой,  получается  неравно.
мерным   по  всему   полю,   что   приводит  к
снижению качества      интерференционной
картины.

Цель  изобретения -  повышение точнос.
20   ти  контРОлЯ.

Это  достигается  тем,  что  интерферометр
снабжен  телескопической   системой,  распо.
ложенной  между микрообъективом и одним
и3  плоских  зеркал,  плосковогнутой  лин3ой,

25   установленной   в   светоделительном    блоке
так,   что    центр   кривизны   ее   сферической
поверхности  совмещен  с  центром  кривизны
плосковыпуклой  лин3ы,  и  объективом,  рас-
положенным  между  окуляром  и  одним из

объектив   для  формирования    сферическ6го   ЗО   плоских  зеркал  так-,  что`  егЬ  задний`  фок}ё
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совмещен  с центром  перекрестия  сетки  оку.
ляра.

На   чертеже   и3ображена   принципиаль-
ная   схема    интерферометра   для   контроля
качества  поверхности  оптических  деталей.

Предлагаемый  интерферометр  содержит
источник  /  монохроматического  излучения,
последовательно    расположенные   по   ходу
световых  лучей  плоские  3еркала  і2-4 теле-
скопическую    систему   б,   микрообъектив  б
для  формирования  сферического  волнового
фронта,  светоделительный  блок,   выполнен-
ный  в  виде  двух  прямоугольных  призм  7  н
8,  склеенных  с  при3мой  ,7   плосковыпуклой
линзы і9  и  с призмой  і8 плосковогнутой  лин-
зы  \/О,    наблюдательную    телескопическую
систему   ,J/,    расположеннур    на     выходе
интерферометра,   дополнительный   светоде-
лительный    элемент    /2,    устанавливаемый
вместо   плоского  зеркала  f  при   юстировке
интерферометра,  объектив  і/З,  окуляр   /4  и
контролируемую поверхность t/\5.

іИнтерферометр     работает     следующим
обра3ом.

Пучок  света  от  источника  /  монохрома-
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с   помощью   наблюдательной   телескопиче-
ской    системы   /іJ.   Предварительная   юсти-
ровка  интерферометра  и  проверка  сохране-
ния  юстировки  в  процессе  работы  прои3во-

5  дится  с помощью источника  J,  плоских  3ер-
кал   2    и    3,   телескопической    системы    б,
микрообъектива  і6,  дополнительного   свето-
делительного  элемента  /.2,  устанавливаемо-
го   вместо   3еркала  4,  объектива   /3  и  оку-

tlO   ляра  /#  с   сеткой,   обра3ующих   автоколли-
мационный    микроскоп,    при    наблюдении
автоколлимационного    изображения    пред-
метной   точки   источника  \J  монохроматиче-
ского  и3лучения.  Юстировка  интерферомет-

15   ра   осуществляется   путем   устранения  про-
дольного  и  поперечных  смещений   источни-
ка  /  и3  центра  криви3ны  эталонной поверх-
ности  /2. ,В  юстированном   положении  авто-
коллимационное  изображение   источника  /

2o   монохроматического  излучения  совпадает  с
центром  перекрестья  сетки  окуляра  /f. При
работе   для    уменьшения   потерь    световой
энергии  дополнительный   светоделительный
элемент   /,2   заменяется   на   плоское   3ерка-

25   ло  4.
тического   1,1злучения   после   отражения   от
плоских  зеркал  2-4  расширяется   телеско-
пической   системой  \б.   Полученный   парал-
лельный  пучок  лучей,  равномерный  по  все-
му  полю,  собирается  микрообъективом  б  в   3o
предметную і«точку»  О.  далее  пучок   лучей
по   нормалям   проходит   сферическую    по-
верхность   лунки  /і,  которая   выполнена  на
катете   прямоугольной   призмы   ,7,   прелом-
ляется    светоделительной     поверхностью  и   35
по  нормалям  падает   на   сферическую   эта-
лонную   поверхность   плосковыпуклой  лин-
зы  9,  приклеенной  к  другому  катету  приз-
мы   7.   Затем   частично   отражается   от   по-
верхности  /2,  обра3уя   эталонный   волноВОй   40
фронт,   и   без   преломления   через   поверх-
ность  плосковогнутой  линзы  іО,   приклеен-
ной  к  катету  призмы  6,   выходит   и3   свето-
делительного   блока    и   собирается   в    точ-
ке  о,.

другая  часть   пучка,   прошедшая   через
поверхность,   отражается    от   контролируе-
мой  поверхности  /5  (или  системы,   которая
дополнительными  оптическими   элементами
дополнена  до   автоколлимационной).   Если
радиус   кривизны   контролируемой  поверх-

Формула    и3обретения

Интерферометр  для   контроля   качества
поверхности  оптических   деталей,  содержа-
щий  источник   монохроматического  излуче-
ния,     r!-последовательно      расположенные
по  ходу   световых   лучей   плоские   зеркала,
микрообъектив   для   формирования   сфери.
ческого   волнового   фронта,   светоделитель-
ный  блок, выполненный в  виде двух  прямо-
угольных при3м и склеенной  с одной из  них
плоско-выпуклой   лин3ы,    наблюдательную
телескопическую   систему  и  окуляр,   отли-
чающийся  тем,  что,  с  целью  повышения
точности  контроля,  Он  снабжен   телескопи-
ческой    системой,    расположенной     между
микрообъективом  и  одним  и3   плоских  зер-

45   кал,   плоско-вогнутой   линзой,   установлен-
ной   в    светоделительном    блоке   так,   что
центр  криви3ны  ее  сферической  поверхнос-
ти  совмещен  с   центром   кривизны   плоско-
выпуклой   лImзы,   и   объективом,   располо-

50  женным  между  окуляРом  и  одним  и3  плос-
ких  зеркал   так,  что  его  задний   фокус  сов-

ности,  а  именно  ее  фокус  О'',  совмещен  с
точкой  О',  то пучок  лучей  во3вращается  по
тому   же   пути,   искаженный    аберрациями
контролируемой    поверхности     (или   систе-   55
мы),  проходя  бе3   преломления   концентри-
ческий  мениск,  образованный  сферическими
поверхностями  /2  и  /3,  и    интерферирует  с
эталонНым волновым фронтом.

Наблюдение   интерференционной  карти-    60
ны  и  фотографирование  ее   осуществляется

мещен   с   центром   перекрестия   сетки   оку-
ляра.
1
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